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Abstract of DE1 961 6809 

The test manipulator manipulates IC modules to 
test them with an IC tester. The appts. has a 
rotating table (60) with several openings evenly 
spaced apart from each other. At least one of the 
openings is positioned above a test socket (90) 
on the IC tester. The appts. also has several 
carrier modules (70) fastened to corresponding 
openings in the table. Each carrier module has a 
middle opening to receive an IC module to be 
tested. The middle opening has sloping walls. An 
upper section of the middle opening is wider than 
a lower section. The appts. also includes a 
pressure mechanism (80). This is arranged 
above the test socket. The pressure mechanism 
pushes the IC module downwards into the carrier 
module such that the pins of the IC module 
contact the test socket. 
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(g) Prufmanipulator mlt Drehtisch 

@ Ein Prufmanipulator verringert die Indexzeit zum Prufen 
von IC-Bausteinen und verbeasert die Positioniargenauigkeit 
balm Plazleren der IC-Bausteine an einer Prflfposltlon einaa 
IC-Prufers. Der Prufmanipulator weist auf: einen Drehtisch 
(60) mit mehreren Offnungan, die jeweils einen gleichen 
Abstand voneinander haben, wobei mindestens eine der 
Offnungen genau oberhaib ainer an dam IC-PrOfer vorgese- 
henen PrOfbuchse (90) poaitioniert tat; mehrere Trfigermodu- 
te (70), die an den entaprechenden Offnungen de$ Dreh- 
tischa befestlgt sind, wobei jedes der Trfigermodule eine 
Mitteldffnung hat, um einen zu prQfenden IC-Baustein 
aufzunehmen, und die Mitteldffnung dea Tregermoduls 
schrfig zulaufende WSnde an der Begrenzung hat, wobei ein 
oberer Abachnitt der Mitteldffnung breiter ala ein unterer 
Abschnht der Mitteldffnung 1st; und einen Druckmechanis- 
■ mus (80), der oberhaib der PrOfbuchse en dem IC-Prufer 

Cvorgesehen 1st wobei der Druckmeohanismua den IC-Bau- 
stein In dem Trfigermodul so nach unten drOckt, daft die 
to Stifte des IC-Bauateins die PrOfbuchse kontaktieren. 
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Die Erfindung betrifft einen Priif manipulator zum au- 
tomatischen Zufflhren zu prtlfender IC-Bausteine zu ei- 
ner Prflfposition eines IC-Prflfers und Abnehmen der 
IC-Bausteine, die geprilft wurden, sowie insbesondere 
einen Prilfmanipulator mit einem Drehtisch, der mit 
mehreren Tragermodulen f Ar IC-Bausteine versehen ist 
und sich mit einer vorbestimmten Umdrehungsge- 
schwindigkeit zum Zufflhren der IC-Bausteine zu der 
Proposition und Abnehmen der geprQften IC-Baustei- 
ne dreht 

Beim Prflfen von IC-Bausteinen wird haufig ein auto- 
matischer Prflfmanipulator in Kombination mit einem 
IC-Prflfer verwendet, urn automatisch zu prUfende IC- 
Bausteine (Priiflinge) zu einer Prflfposition am PrQfkopf 
des IC-Prflfers zu fflhren. Allgemein gibt es zwei Arten 
von Prilfmanipulatoren: einen Manipulator mit senk- 
rechtem Transport, bei dem die zu priif enden IC-Bau- 
steine in senkrechter Richtung mittels ihrer eigenen 
Schwerkraft transportiert werden, und einen Manipula- 
tor mit waagerechtem Transport, bei dem die IC-Bau- 
steine auf ein Magazin oder Tragermodul plaziert und in 
waagerechter Richtung zur Prflfposition transportiert 
werden. 

In einem typischen Prflfmanipulator mit waagerech- 
tem Transport werden zu prQfende IC-Bausteine durch 
einen Aufnehme- und Plazier- bzw. Einlegemechanis- 
mus oder eine Roboterhand des Priifmanipulators auf 
einem Magazin in einem Ladebereich ausgerichtet, 
nacheinander aufgenommen und zu einem Prflfkopf ei- 
nes IC-Prflfers transportiert und auf einer Prflfbuchse 
des Priifkopfs plaziert Die gepriiften IC-Bausteine wer- 
den aus dem Prflfkopf entnommen, zu einem Entladebe- 
reich transportiert und auf einem Magazin auf der 
Grundlage der Prflfergebnisse plaziert 

Bei dieser Art von Manipulator sind die gesamten 
Wege, auf denen die IC-Bausteine transportiert und ma- 
nipuliert werden, lang und kompliziert Daher ist eine 
relativ iange Zeit zum Positionieren des IC-Bausteins 
auf der Prflfbuchse sowie bis zum Beginn der Priifung 
und zum Zurflckfflhren des gepriiften IC-Bausteins zum 
Entladebereich notwendig. Im Halbleiterprflfwesen 
wird die erforderliche Gesamt zeit zum Manipulieren 
der IC-Bausteine mit Ausnahme der fur eine eigentliche 
Bausteinpriifung erforderlichen Zeit als Indexzeit be- 
zeichnet 

Da die Indexzeit nicht die eigentliche Zeit zur Bau- 
steinpriifung ist, geht man davon aus, dafi mit kflrzerer 
Indexzeit die Prflfeffektivitat des Priifmanipulators 
steigt Wie vorstehend jedoch erw&hnt wurde, bendtigt 
der herkdmmliche Prflfmanipulator aufgrund der Lange 
der Bausteintransportwege und der komplizierten Be- 
wegungen des Prflfmanipulators eine relativ lange In- 
dexzeit 

Dazu kommt, daB ein moderner IC-Baustein eine gro- 
Be Anzahl von Stiften in einem kleinen Abstand hat 
AuBerdem ist jeder Stift sehr klein und hat eine geringe 
mechanische Festigkeit Somit muB der Prflfmanipula- 
tor zum Priifen solcher Bausteine mit einer groBen An- 
zahl von Stiften eine Fahigkeit zum prazisen Positionie- 
ren haben, urn den IC-Baustein genau an der Prflfposi- 
tion zu plazieren, normalerweise eine Prflfbuchse mit 
einer groBen Anzahl entsprechender Kontaktstifte. Da 
jedoch die Feinpositionierung der IC-Bausteine kompli- 
zierte Einstellungen verschiedener Komponenten erfor- 
dert, treten leicht Fehler beim Einlegen der IC-Baustei- 
ne in die Prflfbuchse oder beim Entnehmen aus ihr auf, 



die die Stifte der IC-Bausteine verformen und die Prii- 
fung unmflglich machea 

Ein Beispiel fQr einen herkdmmlichen waagerechten 
Prflfmanipulator zeigt Fig. 5. Fig. 5 ist eine schemati- 
5 sche Darstellung einer Draufsicht auf einen Prflfmani- 
pulator 100. Ein Magazin 20 mit den zu prufenden IC- 
Bausteinen wird vom Ladebereich zu einer Obergabe- 
station (punktierte Linie) transportiert, wo die IC-Bau- 
steine jeweils durch ein Saugende 10 eines Einlegeme- 
io chanismus aufgenommen und zu einer Position einer 
Prflfbuchse 31 am Prflfkopf eines IC-Prflfers transpor- 
tiert werden. 

Das Saugende 10 ist mit einem Kontaktarm SO verse- 
hen, urn am Arm 50 entlang in eine Richtung (Y) nach 

15 vorn und hinten beweglich zu sein. Der Kontaktarm 50 
kann sich in eine Richtung (X) nach rechts und links auf 
Schienen 40 bewegen. Somit kann das Saugende 10 frei 
eine Position durch Bewegung in X- und Y- Richtung auf 
einer Oberflache des Prflfmanipulators 100 einnehmen. 

20 Durch Plazieren des IC-Bausteins auf der Prflfbuchse 
31 fflhrt ein (nicht gezeigter) IC-Prflfer Prflfsignale zum 
IC-Baustein auf der Prflfbuchse 31, und die resultieren- 
den Ausgabesignale vom IC-Baustein werden durch den 
IC-Prflfer durch Vergleichen mit erwarteten Daten aus- 

25 gewertet Das Saugende 10 nimmt die IC-Bausteine auf, 
die gepriift wurden, transportiert sie zu einem Magazin 
auf einer Empfangsstation 22 (punktierte Linie) und legt 
die IC-Bausteine in Abhangigkeit von den Prflfergebnis- 
sen ab. Die IC-Bausteine auf dem Magazin werden zu 

30 einem Entladebereich 23 transportiert, in dem die IC- 
Bausteine mit den Magazinen fflrdas nachste Verfahren 
entladen werden, z. B. Verpacken und Versand an Kun- 
den. 

Fig. 4 ist eine Seitenansicht eines Beispiels fQr ein 

35 Saugende, das im Einlegemechanismus von Fig. 5 ver- 
wendet wird In diesem Beispiel ist das Saugende 10 mit 
einer (nicht gezeigten) Luftleitung versehen, die mit ei- 
nem Luftzylinder verbunden ist, urn eine Saugluftkraft 
zu erzeugen. Wirkt die Saugluftkraft, zieht das Saugen- 

40 de 10 den darunter befindlichen IC-Baustein an und 
nimmt den IC-Baustein durch die Saugluftkraft auf. Wie 
zuvor erw&hnt wurde, ist das Saugende 10 in X- und 
Y-Richtung am Prflfmanipulator beweglich. Somit 
transportiert das Saugende 10 die IC-Bausteine nach- 

45 einander vom Obergabebereich 21 zur Prflfbuchse 31 
und von der Prflfbuchse 31 zur Empfangsstation 22 
durch die vorgenannten X-Y-Bewegungen. 

Wahrend dieses Verfahrens im herkdmmlichen Prflf- 
manipulator gelingt die Plazierung der IC-Bausteine auf 

50 der Prflfbuchse 31 aufgrund ungenauer Positionierung 
des IC-Bausteins zur Prflfbuchse nicht immer. Eine sol- 
che ungenaue Positionierung tritt im Grunde auf, weil 
das Saugende 10 den IC-Baustein beim relativ schnellen 
Bewegen in X- und Y-Richtung aufnimmt, wodurch es 

55 moglich ist, daB das Saugende 10 nicht genau die Ideal- 
position am IC-Baustein beim Plazieren des IC-Bau- 
steins berflhrt Ferner ist es moglich, daB das Saugende 
10 nicht die genaue Position des IC-Bausteins berflhrt, 
da der oberflachenzustand eines IC-Bausteins schlecht 

60 ist oder andere Faktoren wirken, z. B. mechanische 
Schwingungen. 

Daher wird im herkdmmlichen Prflfmanipulator ge- 
maB dem Beispiel von Fig. 4 und 5 eine relativ lange 
Indexzeit zum ZufQhren zu prflfender IC-Bausteine zur 

65 IC-Buchse bendtigt so daB die Prflfeffektivitat durch die 
Indexzeit eingeschrilnkt ist AuBerdem treten mitunter 
Positionierfehler aufgrund der Ungenauigkeit beim 
Aufnehmen der IC-Bausteine durch den Einlegemecha- 
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nisraus des Prilfmanipulators auf. 

Daher besteht eine Aufgabe der Erfindung darin, ei- 
nen Prilfmajiipulator bereitzustellen, der Transportent- 
fernungen der IC-Bausteine am PrUfmanipuIator ver- 
kOrzen kann. 5 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
einen PrUfmanipuIator bereitzustellen, der die Indexzeit 
verringern kann, die die Gesamtmanipulationszeit fur 
jeden IC-Baustein mit Ausnahme der eigentlichen PrOf- 
zeit des IC-Bausteins ist, um insgesamt die Prflfeffektivi- io 
tat des Prilfmanipulators zu verbessern. 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
einen Priifmanipulator bereitzustellen, der die zu prO- 
fenden IC-Bausteine genau an der PrOfposition ohne 
Positionierfehler und Beschadigungen von Kontaktstif- 15 
ten der IC-Bausteine positionieren kann, 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
einen Priifmanipulator bereitzustellen, der Umgebungs- 
bedingungen fur die zu prilfenden IC-Bausteine wah- 
rend der Periode nach Laden der IC-Bausteine im PrOf- 20 
manipulator und vor Erreichen der Proposition bereit- 
stellen kann, um eine Umgebungsprilfung fOr die IC- 
Bausteine durchzufOhren. 

Zur Ldsung dieser Aufgaben hat der Priifmanipulator 
gemafl der Erfindung einen Drehtisch, der mit mehreren 25 
Tragermodulen fOr IC-Bausteine versehen ist und sich 
mit einer vorbestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit 
zum ZufOhren der IC-Bausteine zur PrOfposition und 
Abnehmen dergeprilften IC-Bausteine dreht 

Der Priifmanipulator der Erfindung weist auf: einen 30 
Drehtisch mit mehreren Offnungen, die jeweils einen 
gleichen Abstand voneinander haben, wobei mindestens 
eine der Offnungen genau oberhalb einer an dem IC- 
Priifer vorgesehenen Prtifbuchse positioniert ist; meh- 
rere Tragermodule, die an den entsprechenden Off nun- 35 
gen des Drehtischs befestigt sind wobei jedes der Tri- 
germodule eine Mitteldffnung hat, um einen zu prilfen- 
den IC-Baustein aufzunehmen, und die Mitteldffnung 
des Tragermoduls schrag zulaufende Wande an dem 
Umfang bzw. an der Begrenzung hat, wobei ein oberer 40 
Abschnitt der Mitteldffnung breiter als ein unterer Ab- 
schnitt der Mitteldffnung ist; und einen Druckmechanis- 
mus, der oberhalb der Priifbuchse an dem IC-Prtifer 
vorgesehen ist, wobei der Druckmechanismus den IC- 
Baustein in dem Tragermodul so nach unten drilckt, daB 45 
die Stifte des IC-Bausteins die Priifbuchse kontaktieren. 

Erfindungsgemafl kann der Priifmanipulator mit dem 
Drehtisch Transportentfernungen der IC-Bausteine 
vom Ladebereich zur PrOfposition und von der PrOfpo- 
sition zum Endadebereich verkOrzen. Der Prilfmanipu- 50 
lator kann die Indexzeit verringern, d h-, die gesamte 
Manipulationszeit fOr den IC-Baustein mit Ausnahme 
der eigentlichen Prflfzeit durch den IC-PrOfer, um insge- 
samt die Prufeffektivitat des Prilfmanipulators zu ver- 
bessern. 55 

In der Erfindung sind die Tragermodule am Drehtisch 
des Prilfmanipulators vorgesehen, und die Position des 
auf jedem der Tragermodule plazierten IC-Bausteins 
wird durch am Tragermodul vorgesehene StiftfOhrungs- 
schlitze korrigiert Daher kann der Priifmanipulator der go 
Erfindung die zu prilfenden IC-Bausteine genau an der 
PrOfposition ohne Positionierfehler oder Beschadigun- 
gen der IC-Bausteine positionieren. 

Da der Drehtisch der Erfindung mehrere Tragermo- 
dule hat und sich der Drehtisch jedesmal dreht, wenn die 65 
Priifung fOr den IC-Baustein an dem oberen Position 
der Priifbuchse durchgeftlhrt wird, kdnnen die anderen 
IC-Bausteine auf den Tragermodulen spezifischen Um- 



gebungsbedingungen vor der PrOfung ausgesetzt wer- 
den. Daher kann der Priifmanipulator der Erfindung ei- 
ne UmgebungsprQfung durchfflhren, indem die Umge- 
bungsbedingungen fur die zu prilfenden IC-Bausteine 
wahrend der Periode nach Laden der IC-Bausteine in 
den Priifmanipulator und vor Erreichen der PrOfposi- 
tion bereitgestellt werden. 

Fig. 1 ist eine Draufsicht auf eine AusfOhrungsform 
eines Drehtischs fur einen erfindungsgemaflen Priifma- 
nipulator. 

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer Seiten- 
ansicht der Ausfflhrungsform der Erfindung mit einem 
Druckmechanismus, einem Drehtisch und einer Priif- 
buchse. 

Fig. 3 ist eine Perspektivansicht eines Tragermoduls 
zur Verwendung fOr den Drehtisch von Fig. 1. 

Fig. 4 ist eine Seitenansicht eines Saugendes, das in 
einem Einlegemechanismus eines herkdmmlichen Prilf- 
manipulators verwendet wird. 

Fig. 5 ist eine Draufsicht auf den herkdmmlichen 
Priifmanipulator mit dem Einlegemechanismus. 

Im folgenden wird die bevorzugte AusfOhrungsform 
der Erfindung anhand der Zeichnungen beschrieben. 
Fig. 1 zeigt einen Drehtisch 60 zur Verwendung im 
Priifmanipulator der Erfindung. Mehrere Tragermodule 
70, in diesem Fall acht Tragermodule, sind unter dem 
Drehtisch an den Punkten a bis h angeordnet An jedem 
der Punkte hat der Drehtisch 60 eine Offnung, so daB 
auf einen IC-Baustein auf den Tragermodulen 70 durch 
einen (nicht gezeigten) Manipulationsarm Ober dem 
Drehtisch 60 zugegriffen werden kann, d h, daB er gela- 
den und endaden wird. Jeder Satz aus der Offnung des 
Drehtischs 60 und dem Tragermodul 70 hat zum ande- 
ren einen gleichen Abstand 

Der Drehtisch 60 dreht sich im Uhrzeigersinn um 
seine Mitte. Am Punkt a wird ein IC-Baustein in einem 
Tragermodul 70 gepriift, und der gepriifte IC-Baustein 
wird vom Drehtisch 60 abgenommen oder endaden. Am 
Punkt c wird ein zu priifender IC-Baustein auf ein Tra- 
germodul 70 geladen. An den Punkten d bis h stellt der 
Priifmanipulator verschiedene Umgebungsbedingun- 
gen fOr die zu priifenden IC-Bausteine bereit, z. B. Tem- 
peraturzyklen oder Feuchtigkeit 

Der Drehtisch 60 dreht sich zur nachsten Position 
jedesmal dann, wenn das Priifverfahren fOr den IC-Bau- 
stein am Punkt a abgeschlossen ist Der geprufte IC- 
Baustein wird an der Position b entnommen, wahrend 
der neue IC-Baustein an der Position c geladen wird 
Vorzugsweise sind ein Ladearm und ein Entladearm wie 
in Fig. 4 getrennt fOr das Laden an der Position c bzw. 
das Endaden an der Position b vorgesehen. Der IC-Bau- 
stein, der sich an der Position h befand, ist jetzt an der 
Position a positioniert, um durch den IC-PrOfer gepriift 
zu werden. Auf diese Weise werden die IC-Bausteine 
beim Drehen des Drehtischs 60 nacheinander geladen, 
den Umgebungsbedingungen ausgesetzt, gepriift und 
entladen. Obwohl sich der Drehtisch im vorstehenden 
Beispiel im Uhrzeigersinn dreht, kann er sich sowohl im 
Uhrzeigersinn als auch entgegen dem Uhrzeigersinn 
drehen. 

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer Seiten- 
ansicht der AusfOhrungsform der Erfindung mit einem 
Druckmechanismus, dem Drehtisch 60 von Fig. 1 und 
einer Priifbuchse. Ein Druckmechanismus 80 ist ober- 
halb des Drehtischs 60 an einem Prflfmanipulatorgehau- 
se 100 angeordnet Dieser Druckmechanismus 80 weist 
einen Druckkopf 81 auf, der sich in senkrechter Rich- 
tung bewegt, um den IC-Baustein (Priifling) im Trager- 
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modul 70 nach unten zu drtickea Ein IC-Prtifer 110 ist 
am FuB von Fig. 2 gezeigt auf dem eine Prtifbuchse 90 
angebracht ist 

Das Tragermodul 70 ist am Drehtisch 60 Qber mehre- 
re S&ulen bzw. Stander 71 befestigt Das Trfigermodul 5 
70 ist auf flexible Weise am Drehtisch 60 angebracht, da 
Federn 72 fflr die Stander 71 verwendet werdea Somit 
bewegt sich das Tragermodul 70 nach unten gegen die 
Kj-afte der Federn 72, wenn es durch den Druckkopf 81 
gedrtickt wird Der Druckkopf 81 durchftuft die Off- 10 
nung des Drehtischs 60 und druckt gegen den Prtifling 
auf dem Tragermodul 70. Dadurch kontaktieren die Stif- 
te des Prtiflings elektrisch die Prtifbuchse 90, wodurch 
Prufsignale vom IC-Priifer 1 10 zum Prtifling geftihrt und 
die resultierenden Ausgabesignale vom Priifling durch 15 
den IC-PrUfer 110 empfangen werden, um mit erwarte- 
ten Daten verglichen zu werden. Nach der Priifung be- 
wegt sich der Druckkopf 81 in die Richtung nach oben, 
um das Tragermodul 70 und den Prtifling freizugebea 

Fig. 3 ist eine Perspektivansicht zur detaillierteren 20 
Darstellung eines Aufbaus des Tragermoduls 70 der Er- 
findung Das Tragermodul 70 hat eine Mitteldffnung 74, 
deren GrdBe genau festgelegt ist, um eine spezielle Art 
eines zu prufenden IC-Bausteins aufzunehmea Mehrere 
Stiftftihrungsschlitze 73 sind an der Begrenzung der Off- 25 
nung 74 vorgesehea Jeder der Stiftfuhrungsschlitze 73 
nimmt einen entsprechenden Stift des zu prufenden IC- 
Bausteins auf und ftihrt den Stift nach unten, wenn der 
Druckkopf 81 gegen den IC-Baustein druckt 

Da die Stiftftihrungsschlitze 73 an der Begrenzung 30 
der Offnung 74 vorgesehen sind, die aus schrag zulau- 
fenden Wanden mit einer breiteren Offnung an der obe- 
ren Position gebildet ist werden die Stifte des IC-Bau- 
steins durch die Stiftfuhrungsschlitze 73 so hindurchge- 
fiihrt daB die Stifte an der unteren Position des Trager- 35 
moduls 70 genau positioniert sind. Das heiBt, auch wenn 
der IC-Baustein auf dem Tragermodul 70 mit einer ge- 
wissen Positionsungenauigkeit plaziert ist, wird die Po- 
sition durch die an den schrag zulaufenden Wanden des 
Tragermoduls 70 vorgesehenen Stiftftihrungsschlitze 40 
beim Driicken zur Prtifbuchse 90 korrigiert 

An jeder Ecke des Tragermoduls 70 ist ein Durch- 
gangsloch vorgesehen, um einen Stander 71 so aufzu- 
nehmen, daB das Tragermodul am Drehtisch 60 befe- 
stigt ist Wie zuvor erwahnt wurde, sind die Federn 72 45 
zwischen den Kdpf en der Stander 71 und dem Drehtisch 
60 angebracht Mit Ausnahme der Zeit zum Prtifen des 
IC-Bausteins im Tragermodul 70 sind die Tragermodule 
70 aufgrund der Wirkung der Federn 72 zum Drehtisch 
60 angezogea Die Tragermodule 70 bewegen sich nach 50 
unten gegen die Krafte der Federn 72, wenn sie durch 
den Druckkopf 81 gedrtickt werden. Der Druckkopf 81 
druckt gegen den Prtifling, so daB die Stifte des Prtiflings 
elektrisch Kontaktstifte der Prtifbuchse 90 kontaktie- 
ren, wodurch der IC-Baustein durch den IC-Prufer be- 55 
wertet wird. Nach der Prtifung ffihrt der Druckkopf 81 
zuruck, um das Tragermodul 70 freizugeben, so daB das 
Tragermodul zur Unterseite des Drehtischs 60 zurtick- 
kehrt 

Da sich Stiftgrdfle und -anzahl der zu prtifenden IC- go 
Bausteine andern, sind vorzugsweise mehrere aus Dreh- 
tisch undTragermodulen bestehende Satze vorgesehea 
Jeder Satz aus Drehtisch und Tragermodulen wird 
durch einen anderen Satz ausgetauscht, wenn eine ande- 
re IC-Bausteinart mit anderer GrdBe oder Stiftanzahl 65 
zu prtifen ist 

Wie vorstehend beschrieben wurde, kann erfindungs- 
gemafl der Prtifmanipulator mit dem Drehtisch Trans- 



portentfernungen der IC-Bausteine vom Ladebereich 
zur Prtifposition und von der Prtifposition zum Entlade- 
bereich verkurzea Der Prtifmanipulator kann die In- 
dexzeit verringern, d a, die gesamte Manipulationszeit 
ftir den IC-Baustein mit Ausnahme der eigentlichen 
Prtifzeit durch den IC-Prtifer, um insgesamt die Prufef- 
fektivitat des Pruf manipulators zu verbessera 

In der Erfindung sind die Tragermodule am Drehtisch 
des Prtifmanipulators vorgesehen, und die Position des 
auf jedem der Tragermodule piazierten IC-Bausteins 
wird durch die am Tragermodul vorgesehenen Stiftfuh- 
rungsschlitze korrigiert Daher kann der Prtifmanipula- 
tor der Erfindung die zu prtifenden IC-Bausteine genau 
an der Prtifposition ohne Positionierf ehler oder Bescha- 
digungen der IC-Bausteine positionierea 

Da der Drehtisch der Erfindung mehrere Tragermo- 
dule hat und sich der Drehtisch jedesmal dreht wenn die 
Prtifung ftir den IC-Baustein an der oberen Position der 
Prtifbuchse durchgeftihrt wird, kdnnen die anderen IC- 
Bausteine auf den Tragermodulen spezifischen Umge- 
bungsbedingungen vor der Prtifung ausgesetzt werdea 
Daher kann der Prtifmanipulator der Erfindung eine 
Umgebungsprtifung durchftihren, indem die Umge- 
bungsbedingungen fur die zu prtifenden IC-Bausteine 
wahrend der Periode nach Laden der IC-Bausteine in 
den Prtifmanipulator und vor Erreichen der Prtifposi- 
tion bereitgestellt werdea 

Patentanspriiche 

1. Prtifmanipulator zum Manipulieren von IC-Bau- 
steinen zum Prtifen der IC-Bausteine durch einen 
IC-Prtifer mit: 

einem Drehtisch mit mehreren Offnungen, die je- 
weils einen gleichen Abstand voneinander habea 
wobei mindestens eine der Offnungen oberhalb ei- 
ner an dem IC-Prtifer vorgesehenen Prtifbuchse 
positioniert ist; 

mehreren Tragermodulen, die an den entsprechen- 
den Offnungen des Drehtischs befestigt sind, wobei 
jedes der Tragermodule eine Mitteldffnung hat um 
einen zu prtifenden IC-Baustein aufzunehmen, und 
die Mitteldffnung des Tragermoduls schrag zulau- 
fende Wande an der Begrenzung hat, wobei ein 
oberer Abschnitt der Mitteldffnung breiter als ein 
unterer Abschnitt der Mitteldffnung ist; und einem 
Druckmechanismus, der oberhalb der Prtifbuchse 
an dem IC-Prtifer vorgesehen ist wobei der Druck- 
mechanismus den IC-Baustein in dem Tragermodul 
so nach unten drtickt daB die Stifte des IC-Bau- 
steins die Prtifbuchse kontaktierea 

2. Prtifmanipulator nach Anspruch 1, wobei die Mit- 
teldffnung des Tragermoduls mit mehreren Schlit- 
zen zum Ftihren der Stifte des IC-Bausteins verse- 
hen ist wenn der IC-Baustein durch den Druckme- 
chanismus nach unten gedrtickt wird, und die 
Schlitze an den schrag zulaufenden Wanden der 
Mitteldffnung ausgebildet sind. 

3. Prtifmanipulator nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
jedes der Tragermodule an einer Unterseite des 
Drehtischs durch mehrere Stfinder angeordnet ist 
und mehrere Federn vorgesehen sind, die jeweils 
zwischen einer entsprechenden der Saulen und 
dem Drehtisch angeordnet sind. 

4. Prtifmanipulator nach einem der Ansprtiche 1 bis 
3, wobei die zu prtifenden IC-Bausteine vorbe- 
stimmten Umgebungsbedingungen vor Erreichen 
der oberhalb der Prtifbuchse befindlichen Position 
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durch den Drehtisch ausgesetzt werden. 
5. Verfahren zum Manipulieren von IC-Bausteinen 
unter Verwendung eines PrQfmanipulators nach ei- 
nem der Ansprilche 1 bis 4. 
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